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Optimierung mesoporoser Haftschichten fur direktgefuigte
Kunststoff-Metall-Hybridstrukturen im MontagespritzgieRen



EinflUhrung

Forschungsfrage und methodisches Vorgehen

How should mesoporous silica-based adhesion layers be designed to ensure high-strength polymer-metal interfaces in
thermoplastic injection molding

Schichtabscheidung > Grenzflachenfestigkeit > Infiltration >
" Anlagentechnik = Korrelation zwischen Schichtmorphologie * Infiltrationsverhalten der Schichten
= Schichtcharakterisierung durch und Festigkeit = Robustheit

Bildauswertung

= Mechanisches Wirkmodell

= Regressionsmodell Schichtwachstum

Desorption
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Deposition
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Laux et al. - Deposition of Mesoporous Silicon Dioxide Films Using Microwave PECVD, DOI: 10.3390/ma18133205

Schichtabscheidung
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Laux et al. - Deposition of Mesoporous Silicon Dioxide Films Using Microwave PECVD, DOI: 10.3390/ma18133205

Grenzflachenfestigkeit
Korrelation zwischen Schichtmorphologie und Festigkeit
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Grenzflachenfestigkeit
Korrelation zwischen Schichtmorphologie und Festigkeit
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Grenzflachenfestigkeit
Korrelation zwischen Schichtmorphologie und Festigkeit
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Infiltration
Prozessrobustheit beim Uberspritzen der Schichten
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Geschaftsbereich Polymer Engineering
Tel. +49 721 4640-499
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